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(54) Verfahren zur Reduzierung des OH-Gehaltes von Lichtwellenteitervorformen 



(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduzierung des OH-Gehaltes von Lichtwellenleitervorformen, welches 
beim Einsatz des MCVD-lnnenrohrbeschichtungsverfahrens Anwendung findet. Die Aufgabe der Erfindung, durch 
einen modifizierten KollabierprozeB den OH-Gehalt der den Lichtwellenlelterkern bildenden Schichten zu reduzieren, 
wird erf indungsgemaR dadurch gelost, daB wahrend einer Durchleitung fluorhaltiger Verbindungen beim Kollabieren 
eine Warmeboaufschlagung des zu kollabierenden Rohres einzig in Richtung der Gesdurchstromungsrichtung 
vorgenommen wird. 
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Patentanspruch: 

1 Verfahren zur Reduzierung'des OH-Gehaltes von Lichtwellenleitervorformen unter Anwendung des 
' MCVD-Innenrohrbeschichtungsverfahrens und Durchleitung halogenidhaltiger Verbindungen 

wahrend des Kollabierens, gekennzeichnet dadurch, daft wahrend der Durchleitung fluorhaltiger 

Verbindungan eine Warmebeaufschlagung des kollabierencen Rohres einzig in R.chtung der 

Gasdurchstromungsrichtung vorgenommen wird. 

2 Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daft die Warmebeaufschlagung in Richtung 
' der Gasdurchstromungsrichtung zumindest beim letzten Durchlauf vor dem volligen Kollabieren 

des Rohres vorgenommen wird. 

3 Verfahren nach den Anspruchen 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daB die Temperatur der zur 
Warmebeaufschlagung eingesetzten Warmequelle um 100-300Kzumindest bei den letzten 
Durchlaufen gegeniiberden ersten Kollabierdurchlaufenverringert wird. 

Anwendungsgeblat dor Erfindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduzier ung des OH-Gehaltes von Lichtwellenleitervorformen. welches bei Einsatz des 
MCVD-lnnenrohtbeschichtungsverfahrens Anwendung findet. 

Charakterlstik der bekannten technlschen LSsungen 

Als wesentliche Verunreinigungen in Lichtwellenleitern haben sich OH-Gruppen erwiesen, die zu starker. Absorptionen bei ca. 
1 4pm WellenlSnge fiihren und damit die Obertragung in den optischen Fenslern 1,3pm bzw. 1.55pm storen. D.ese Gruppen 
kdnnen in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses eingeschleppt warden. Beim MCVD-ProzeB besteht bmndm die 

Gefehr daB beroits ge,ings.e Wasserspuren im gasformigen Sauerstolf (~ 1 ppm). der ba.m Kollab.eren durch das Rohr gala.tat 

wird zu drastischem Einbau von OH-Gruppen AnlaB geben. Dieser Effekt ist besonders be. der Herstellung von ■ 
Monomodelichtwellenleitern kritisch. Eine Reduzierung dieses Storeffekts wird nach dem Stand der Tecnn.k dadurch erreicht, 
daB dem Sauerstoff Chlor bzw. chlorhaltige Verbindungen beigemischt warden (Walker u. a.; International Conference on 
Integrated and Optical Fiber Communication, 3 1981 San Franzisco/FR-PS 2.540.997); diese Arbe.lswe.se wird bere.ts 
umfassend bei der Lichtwellenleiterherstellung genutzt. Um eine Verbesserung des Brechzahlprofils des L.chtwe llenleiters 
^SarunodeBz^ 

(CF, CCI 2 F 2 , C 2 F, usw.) durch das beschichtete Rohr zu leiten (FR-PS 2.504.514, GB-PS 2.084.998. EP 1 1 7.009). Als Nebeneffekt 
wurdeeinogegeniiber der Chlorbehandlung verstarkte Reduzierung des OH-Gehaltes beobachtet. . 
Lh6hereAnforderungenandieUbenragungselgen S chaftenvonLichtwellenleiternsinddieseOH.Gehalte,edoch.mmerno^^ 

unerwunscht hoch. 
Zlel der Erfindung 

Es ist das Ziel der Erfindung, den OH-Gehalt von Lichtwellenleitervorformen zu senr.en, 
Darlegung des Wasans der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Vorfehren anzugeben, das unter Anwendung des 
MCVD-lnnenrohrbeschichtungsverfahrens durch einen modilizierten KollebierprozeB den OH-Gehalt der den 
Lichtwellenleiterkern bildenden Schichten reduziert. ErfindungsgemSB wird die ^Aufgabe idadurch V^^^^^ 
Durchleitung fluorhaltiger Verbindungen beim Kollabieren eine warmebeaufschlagung dei .zu ^^^^^m 
Richtung der Gasdurchstromungsrichtung vorgenommen wird. Als MindestmaBnahme fur den Eintr.tl des erf.ndungsgemaBen 
Erf olges ist zu gawahrleisten, daB die Fuhrung der Warmequelle in Richtung der Gasdurchstromungsrichtung beim letzten 
Durchlauf d h vor dem endgultigen Kollabieren des Rohres. vorgenommen wird. Es hal sichim Rahmen der Erfindung als 
vorteilhaft erwiesen, die Temperatur der Warmequelle beim erfindungsgemSBen Durchlauf un 100-30(1 K . zu senken 
Bei Einsatz des erfindungsgemSBen Verfahrens wird eine Reduzierung des OH-Gehaltes und da nit der OH-Sp.tze be. 1.4 pm um 
das Zehnfache gegenOber den Verfahren nach dem Stand der Technik zur Senkung des OH-Genal.es erre.cht. 

Ausfuhrungsbelsplel 

Die Erfindung soil anhand nachstehender Ausfuhrongsbeisplele nahererlSutert werden: ,„n„h, 
a) Durch ein in bekannler Weise zur Herstellung eines Monomoden-Uchtwellenle.ters .nnenbesch.chteles Rohr 
(20mm x 1 6mm) wird nach der Beschichtung ein Gemisch von gasfdrmigen CjFjCIj und Sauerstoff geleitet. Die 
Stromungsgeschwindigkeiten betragen 10cm> min" bzw. 130cm' min". Ein Knallgasbrenner bewegt sich in zwe. 
DurchlaufenmitGeschwindigkeitenvon8bzw.5^ 

auf Temperaturen von ca. 2 600 K. Beim Rucklauf des Brenners wird gemaS der Erfindung e.n Heizen des Rohres verhmdert. 
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Bei diesem Vorgang kollabiert das Rohr bis auf eine bleibende Of fnung von ca. 1 mm Durchmessor, die In einem dritten 
Brennerdurchlauf mit 3 cm min M (ohne stromendes Gas) vollstandig geschlossen wird. Die aus der Preform gezogene Faser 
weisteineOH-Absorptionbei1,4|!lmvon<0,5dBkm" , auf. 

Eine entsprechend hergestellte Faser, bei der slch aber der Brenner in den Kollabierdurchlaufen nicht streng In Richtung des 
Gasstromes bav» egt (entsprechend der bekannten technischen Idsungen), weist eine OH-Absorption bei 1,4pm von 6dB 

b) m™inemzweiten Belspie! wird das Kollabieren (analog dem ersten Beispiel) in den ersten beiden Durchlaufen, in denen 
lediglich Sauerstoff durch das Rohr geieitet wird - also keine fluorhaltigen Verblndungen - so durchgefuhrt, daft sich der 
Brenner entgegengesetzt zum Gasstrom bewegt. AnschlieBend erfolgt ein zusatzlicher Durchiauf mit 10cm min' 1 in Richtung 
des Gasstromes bei urn ca. 250K erniedrigter Temperatur und goanderten Gastlussen (30cm 3 min" C 2 F 2 CI 3 und 100cm 
min" ? ), bevor das Rohr wie im ersten Beispiel vollig abgeschlossen wird. Die fertige Faser besitzt ebenfalls eine 

OH-Absorption <0 f 5dB km" 1 bei 1.4ym. 



